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hat der 11. Senat (Technischer-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 21. Januar 2002 unter Mitwirkung des Richters
Dipl.-Ing. Dr. Henkel als Vorsitzenden sowie der Richter Hotz, Dipl.-Phys.
Skribanowitz, Ph.D. / M.I.T. Cambridge und Dipl.-Ing. Schmitz

beschlossen:

Auf die Beschwerde der beiden Einsprechenden wird der ange-

fochtene Beschluss aufgehoben und das Patent widerrufen.

Grinde

Die Erteilung des am 25. April 1995 angemeldeten Patents mit der Bezeichnung
"Evakuierungssystem mit Abgasreinigung und Betriebsverfahren hierfar" ist am
7. November 1996 veroffentlicht worden. Nach Prifung der Einspriche der

L... GmbH in K... (Einsprechende I) und D...

GmbH in D1... (Einsprechende Il) hat die Patentabtei-

lung 43 des Deutschen Patent- und Markenamtes mit Beschluss vom
30. Oktober 2000 den Hauptantrag der Patentinhaberin negativ beschieden und
das Patent gemaf Hilfsantrag beschrankt aufrecht erhalten. Aus der Firmenschrift

"Vakuum-Pumpenstande RUTA" (1) mit dem Auflage-Datum 03/91 sei ein Evaku-



ierungssystem gem. Anspruch 1 des Hauptantrages bekannt, weshalb diesem die
Neuheit fehle. Weder (1) noch die ubrigen genannten Entgegenhaltungen stellten
dagegen Neuheit und erfinderische Tatigkeit des Evakuierungssystems gemaf}
Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag in Frage. Die von der Einsprechenden Il vorge-

tragene unzulassige Erweiterung sei nicht gegeben.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der beiden Einsprechenden.

Die Einsprechende L... GmbH hat an der mindlichen Verhandlung

nicht teilgenommen und keine Antrage gestellt.

Die Einsprechende D... GmbH beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.

Aus der von der Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 31.12.2001 vorgelegten Fir-
mendruckschrift EDWARDS APPLICATION NOTE; publication no, 12-A 526-60-
895 (zu lesen als Mai 1989) : "The Installation of Plasma Products "Gas Reactor
Column" with Edwards Drystar Mk Il Systems." S 1-5 (2), die eine gattungsge-
male Anlage beschreibe, sei es bekannt, die Gasreinigungssaule moglichst nahe
dem Ausgang der Vakuumpumpe anzuordnen. Hierdurch werde ein Warmeverlust
der Gase, und damit eine unerwunschte Ablagerung von Kondensationsproduk-
ten, vermieden. Es liege deshalb fir den Fachmann nahe, fir die Vakuumpumpe
und die Reinigungseinrichtung einen gemeinsamen Rahmen vorzusehen, wie es
auch die DE 43 14 942 A1 (3) zeige.

Die Patentinhaberin nimmt ihre Beschwerde zurick und beantragt,

die Beschwerden der Einsprechenden zuruckzuweisen und das

Patent mit den in der mundlichen Verhandlung uberreichten An-



spruchen 1-3 gemal Hauptantrag, im Ubrigen mit den geltenden

Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhalten.

Bei den in (2) beschriebenen Anlagen seien die Pumpstande und die zugeordne-
ten Gasreinigungssaulen stets auf verschiedenen Grundrahmen angeordnet, ein
Hinweis auf einen gemeinsamen Rahmen werde nirgends gegeben. Der Abschei-
der fur Gase nach (3) verwende nur einen Saugventilator und keine Vakuum-
pumpe. Der Ventilator sei hinter der Absorberkammer angeordnet und nicht davor.
Zudem gebe der genannte Stand der Technik keine Anregung dazu, den Grund-

rahmen aus mehreren kleineren Teilrahmen zusammenzusetzen.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

"Evakuierungssystem (1) mit Abgasreinigung fur fluide Medien mit
kondensationsfahigen toxischen und/ oder reaktiven Gasen aus
Produktionsanlagen der Halbleiterindustrie, bestehend aus minde-
stens einer Vakuumpumpe (4) und mindestens einer der Vakuum-
pumpe (4) Uber eine Gas-Verbindungsleitung (9) nachgeschalte-
ten Reinigungseinrichtung (10), die aus mindestens einem Gerat
aus der Gruppe Adsorber, Verbrennungsofen, Gaswascher, Gas-
reaktoren und Neutralisatoren besteht,

dadurch gekennzeichnet,

dall die Vakuumpumpe (4) und die Rerinigungseinrichtung (10)
auf einem gemeinsamen Grundrahmen (2) oder auf einem ge-
meinsamen Grundrahmen, der aus kleineren Teilrahmen zusam-
mengesetzt ist, angeordnet sind, dal die zwischen der Vakuum-
pumpe (4) und der Reinigungseinrichtung (10) angeordnete Gas-
Verbindungsleitung (9) auf dem kurzestmoglichen Wege verlegt ist
und dall die Vakuumpumpe und die Reinigungsvorrichtung (10)

innerhalb einer Vorrichtung angeordnet sind, deren waagerechter



Querschnitt durch den Aussenumfang des Grundrahmens (2) be-

stimmt ist."

Auf diesen Anspruch sind die Anspriche 2 und 3 rlickbezogen, die Ausgestaltun-

gen des Evakuierungssystems betreffen.

Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein Evakuierungssystem der im Oberbegriff des
Anspruchs 1 aufgefihrten Gattung anzugeben, bei dem die Kondensatbildung mit
den in der Beschreibungseinleitung beschriebenen nachteiligen Folgen (erhebli-
che Wartungs- und Reinigungskosten und Gefahrdung der Mitarbeiter durch toxi-
sche Gase) unterbleibt, zumindest aber in ganz wesentlichem Malle einge-

schrankt wird, und das eine deutlich verringerte Aufstellflache bendtigt.

Die zulassigen Beschwerden der Einsprechenden sind begriundet.

Die geltenden Anspruche 1 bis 3 sind formal zulassig. Der Anspruch 1 beruht auf
den urspriunglichen Anspruchen 1, 2, 4 und 8 in Verbindung mit der ursprianglichen
Beschreibung Seite 2, Abs 1, Satz 1 und Seite 4, Abs 5, Satz 2. Der Anspruch 2
findet seine Stitze im urspringlichen Anspruch 1 und der urspringlichen Be-
schreibung S 7, Abs 2, Z 6-8 und der Anspruch 3 in der ursprunglichen Beschrei-
bung Seite 6, Abs 1.

Fachmann ist Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit mindestens Fachhoch-
schulabschluss, der besondere Kenntnisse in der Verfahrenstechnik und Berufs-
erfahrung und auf dem Gebiet der Konzeption von Evakuierungs- und Reini-

gungssystemen fur Gase besitzt.



Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist unbestritten neu, denn aus keiner der
im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen sind samtliche in diesem An-
spruch 1 aufgefuhrten Merkmale bekannt. Im Einzelnen kann dies jedoch dahin-

stehen, da er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Nachstkommender Stand der Technik ist (2), aus der ein Evakuierungssystem mit
Abgasreinigung fur fluide Medien mit kondensationsfahigen toxischen und reakti-
ven Gasen aus Produktionsanlagen der Halbleiterindustrie bekannt ist (S 1, Abs 1
bis 3). Das Evakuierungssystem besteht aus mindestens einer Vakuumpumpe (s
Figur auf S 3 "Mk Il System" Drystar in Verbindung mit Abs 1, Z 1 der gleichen
Seite mit der dortigen Bezugnahme auf die drypump, vgl. a S 1, Abs 4 und 5) und
mindestens einer der Vakuumpumpe Uber eine Gas-Verbindungsleitung nachge-
schalteten Reinigungseinrichtung (GRC = "Gas Reactor Column", s Figur auf S 1
und S 3). Diese Einrichtung ist ein Gerat aus der Gruppe Adsorber (adsorption
scrubber), Gasreaktoren (gas reactor column) oder Neutralisatoren (...will effecti-
vely crack and neutralize...reactant gases...) (S 1, Abs 1 bis 3). Gaswascher flr
einschlagige Systeme sind auf Seite 2, Abs 2 erwahnt. Damit weist dieses Evaku-
ierungssystem samtliche im Oberbegriff des Anspruchs 1 aufgefuhrten Merkmale

auf.

Auf Seite 3, Abs 1 von (2) ist ausgefuhrt, dass die "Gas Reactor Column", also das
Reinigungssystem, moglichst nahe am Ausgang der Vakuumpumpe angeordnet
sein soll, was bedeutet, dass die Gasverbindungsleitung auf dem kurzest maogli-
chen Weg zu verlegen ist. Damit wird eine unerwlnschte Ablagerung von Kon-
densationsprodukten verhindert und der Wartungsaufwand gering gehalten, was
bedeutet, dass hierdurch bereits die Teilaufgabe "Verhinderung der Kondensatbil-

dung" angesprochen und gelodst ist.

Die weitere Teilaufgabe "deutliche Verringerung der Abstellflache" ergibt sich aus
der Praxis, da bebaute Flache teuer ist und der Fachmann deshalb die moglichst

okonomische Ausnutzung von Stellflachen stets im Auge behalt. Eine Losung



hierfir ist ihm aus (3) gelaufig, die ein Gasreinigungssystem mit einer Pumpe
(Saugventilator 21) und einer Reinigungseinrichtung fur Gase (Absorberkammer)
zeigt, die auf einem gemeinsamen Grundrahmen (Gestell 2) angeordnet sind,
dessen waagerechter Querschnitt den Auflenumfang des Systems bestimmt, ver-

gleiche hierzu insbesondere die Figuren 1 und 3 mit zugehadriger Beschreibung.

Hierbei spielt es offensichtlich keine Rolle, ob die Reinigungseinrichtung funktio-
nell vor, wie bei (3), oder hinter der Gaspumpe liegt, wie bei (2) und dem Patent-
gegenstand, da dies keinen Einfluss auf den jeweiligen Platzbedarf hat. Der dies-

bezugliche Einwand der Patentinhaberin vermochte nicht zu Uberzeugen.

Die Anwendung der in (3) gegebenen Lehre auf das Evakuierungs- und Gasreini-
gungssystem nach (2) fuhrt den Fachmann somit ohne erfinderisches Zutun zum
Gegenstand des Patentanspruchs 1. Die im Anspruch 1 als konstruktive Alterna-
tive angegebene Zusammensetzung des Grundrahmens aus kleineren Teilrahmen
liegt dabei im Ublichen Bereich fachmannischen Handelns und kann deshalb eine
erfinderische Tatigkeit nicht begriinden. Der Anspruch 1 hat demnach keinen Be-
stand. Die auf den Patentanspruch 1 ruckbezogenen Anspriche 2 und 3 mussen
schon aus formalen Grinden mit dem Hauptanspruch fallen.

Dr. Henkel Hotz Schmitz Skribanowitz
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